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１．概要（Summary） 

本開発は、金属(アルミ)箔の表面に形成した微細構造

によって得られる赤外線の選択波長放射を利用した新方

式放熱材を製品化し、熱対策が求められる各種産業にお

ける市場獲得を目指す。 

最終目標は 200 ㎜角サイズでの処理条件の確定であ

るが、現段階では 4 ㎝角までの処理条件を社内で検証し

ている状態であり、生産工程の一部であるフォトリソグラフ

方式でのパターニングにおいて、条件出しのためのマスク

作製と試料作製を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置、レジスト現像装置 

ウェハースピン洗浄装置、有機用ドラフト 

【実験方法】 

・本開発は、格子状パターニングの寸法決定が重要とな

る。そのための条件出しの一環として、レーザー直接描画

装置等を使用して、露光用マスクを 3水準作製した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・露光及びエッチングの試料となるアルミ箔 150 ㎜サイズ

に、スピンコーターでレジスト塗装を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した露光用マスクとレジスト塗布したアルミ箔を使

用してパターニングを行い、マスクサイズと露光後のパタ

ーンの相関性を確認した。露光条件を調整した結果、マ

スクサイズ通りのパターンが形成されることが分かり、この

後の工程であるエッチングに進めることが可能となった

(Fig. 2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 引き続いて、これらを用いたエッチングによる最適な微

細構造形成の条件出しに取り組んだ結果、マスクサイズ

を絞り込み、エッチング条件の詰めを行っている（下図）。 

 

 

 

 

＜レジストパターニング＞  ＜エッチング試作結果＞ 

４．その他・特記事項（Others） 

特になし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

(1) 東北大学,オキツモ“発熱源が樹脂部材で覆われて

いる電子機器の放熱効率を向上させる方法、波長

選択性熱放射材料及びその製造方法” 

特許第 5008617号 

Fig. 1 The exposure mask patterns. 
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Fig. 2 The photo-lithograph patterns. 


